














THICKNESS MEASUREMENT FOR DIELECTRIC PLATE 








This paper describes a thickness measurement method for a dielectric plate using an electro-optic probe 
system. The thickness is measured by a signal source with a parallel electrode using two copper plates. The 
output voltage measured by a photo receiver increases monotonically as the thickness of the dielectric sample 
plate increases. The simulation results in mm agree with the experimental results. The simulation results in 
µm show that the experimental setup needed to be the more ideal parallel electrode. We demonstrate that our 
electro-optic probe system can be applied to thickness measurement of a dielectric plate in mm. 



































ルで表した．厚み測定系の層モデルを図 2 に示す． 
 
 




























   
  









グランド電極へかかる電圧，VEO は EO 結晶にかかる電
圧，εrair は空気の比誘電率，εrs は被測定物の比誘電率，
εrEO は EO 結晶の比誘電率を示す．被測定物の厚み ds
が変化したときの EO 結晶にかかる電圧 VEOの厚み特性





各パラメータについて dp = 70 mm，d1 = 10 mm，dEO = 10 
mm，d3 = 47 mm，V0 = 100 V，εrair  = 1， εrs  =2.8，ε
r
EO = 10 としたときの被測定物の厚み dsを 0.01 mm から
3.0 mmまで 0.01 mmずつ変化させたときの VEOを算出す
る．また，本研究では VEOを ds =1 mmのときの値で正規










図 3 EO結晶にかかる電圧の厚み特性 
 














図 4.  EOプローブシステムによる厚み測定の実験風景 
 
今回は，ファンクションジェネレータとアンプを使用し




みを 1.0 mm から 3.0 mm まで変化させたとき，ロックイ
ンアンプを用いて EO プローブシステムが出力した電気
信号の 1 kHz成分の電圧値を測定した．今回はロックイン
























































図 6. 理想モデルの概形 
 
被測定物の材質は ABSを想定して比誘電率を 2.8と設
定した．今回，被測定物の厚み t を 1 mm から 3 mm ま
で 1 mmステップで変化させたときと，t を 0.1 mm か




















ときの電圧値から算出したエラー幅 Δtを表 1に示す． 






ション結果について述べる．被測定物の厚み t を 1 mm










図 8. 1 mmステップにおける実験モデルの結果 
 
 






































































た．続いて，被測定物の厚み tを 0.1 mmステップで変化










図 10. 0.1 mmステップにおける実験モデルの結果 
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